Znak sprawy: RA-ZP-10/2020

Zatacznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY

Lp.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UZYTKOWE
ORAZ INFORMACIE

POTWIERDZAM
SPELNIANIE
PARAMETROW
MINIMALNYCH
WYMAGANYCH PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO

PARAMETRY OFEROWANE
PONAD WYMAGANE PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO MINIMUM
ORAZ WYMAGANE PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO INFORMACJE
(PODAC, OPISAC)

ILOSC

Cena jedn. Brutto
[w PLN]

Kwota Ogétem Brutto (ilos¢
X cena jedn. Brutto)
[w PLN]

1

Profilometr optyczny:

1 szt.

PODSTAWOWE INFORMACIJE:

Producent oraz odpowiednio

model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy calego

oferowanego sprzetu/produktu (jesli istnieja)
(prosz¢ poda¢ w kolumnie nr 4)

DANE PODSTAWOWE:

1) Przeznaczony do badania w sposéb bezstykowy
nierownosci  powierzchni z mozliwoscig
wykonywania pomiard6w seryjnych, zaréwno
technika konfokalng jak i interferometryczng.

TAK

2) Urzadzenie umozliwiajace badanie parametrow
powierzchni takich jak m. in. roznice
wysokosci, chropowatos$ci zgodnie z normami
ISO 4278 1 25178.

TAK

3) Glowica skanujgca, bez zadnych ruchomych
elementow w Srodku w celu zminimalizowania
wystgpowania szumow 1 zaktocen podczas

TAK
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pracy, zapewniajagc tym samym szybkie
skanowanie.

4) Z uwagi na roéznorodnos$¢ badan system musi
umozliwia¢ prace w technice konfokalnej,
interferometrycznej oraz réznicowania TAK
ogniskowego z mozliwoscia rozbudowy o
technike kontrastu fazowego DIC.

5) System umozliwiajacy skanowanie probek
dwiema technikami jednoczes$nie konfokalng i
roznicowania ogniskowego w celu zwigkszenia TAK
liczby mierzonych punktéw nie zwigkszajac tym
samym czasu skanowania

6) System wyposazony W nie mniej niz 3
monochromatyczne zrédta $wiatla o dlugosci
fali: 530nm, 460nm, 630nm, oraz min. jedno
zrodto  $wiatta  bialego, niezbedne przy TAK
zastosowaniu dla probek o rdéznym poziomie
transparentno$ci, refleksyjnosci oraz w celu
uzyskania lepszej rozdzielczos$ci.

7) Urzadzenie umozliwiajgce pomiar grubosci oraz

analize topografii warstw transparentnych. TAK

8) Urzadzenie pracujace z duza dokladnos$cig i
powtarzalnos$cig na poziomie nie gorszym niz:
a) o=1lnm, U=7nm dla probki o wysokosci
schodka 941,6nm przy metodzie konfokalnej; TAK
b) 6=0,05nm, U=0,5nm dla prébki o wysokosci
schodka 10,8nm przy metodzie
interferometryczne;j.

9) Miska obiektywowa zmotoryzowana, min. 6-cio

. TAK
gniazdowa.
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10) System wyposazony w min. 3 obiektywy
wykonane ze szkla fluorytowego o duzych
odlegtosciach  roboczych umozliwiajacych
skanowanie = metoda  konfokalng  oraz
réznicowania ogniskowego zaréwno plaskich
jak 1 glebokich defektow powierzchniowych,
wplywajac tym samym na bezpieczenstwo
pracy, o parametrach nie gorszych niz:

a) obiektyw 5X o aperturze numerycznej NA
min. 0.15 i odleglosci roboczej] WD min.
23.5mm;

b) obiektyw 10X o aperturze numerycznej min.
NA 0.3 i odlegtosci roboczej min. 17,5mm;

c) obiektyw 20X o aperturze numerycznej min. TAK
NA 0.45 i odlegto$ci roboczej min. 4.5mm;

d) obiektyw 50X o aperturze numerycznej min.
NA 0,8 i odleglosci roboczej min. 1mm;

€) obiektyw 150X o aperturze numerycznej
min. NA 0,9 i odleglosci roboczej min.
1,5mm;

oraz min. 1 obiektyw do pracy technice
interferometrycznej (CSI — Coherence Scanning
Interferometry) 1 PSI (Phase Shift Interferometry) o
parametrach nie gorszych niz:

- obiektyw 10X o aperturze numerycznej NA
min. 0.3 i odlegtosci roboczej WD min. 7,4mm.

11) Mozliwo$¢ rozbudowy o:

a) dodatkowe obiektywy do skanowania
metoda konfokalng w tym obiektywy o
parametrach nie gorszych niz:

e obicktyw 100X o  aperturze
numerycznej min. NA 0,6 i odlegltosci

TAK
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roboczej min. 10 mm;

e obiektyw 100X 0o  aperturze
numerycznej min. NA 0,8 i odlegltosci
roboczej min. 4,5 mm;

e obiektyw 100X o  aperturze
numerycznej min. NA 0,9 i odleglosci
roboczej min. 2 mm;

e obiektyw 150X o aperturze numerycznej
min. NA 0,9 i odleglo$ci roboczej min.
1,5 mm;

e obiektyw 50X o aperturze numerycznej
min. NA 0,6 i odlegloSci roboczej min.
11 mm;

e obicktyw 1X o aperturze numerycznej
min. NA 0,03 i odlegtosci roboczej min.
3,8 mm;

e obiektyw 2,5X o aperturze numerycznej
min. NA 0,075 i odleglosci roboczej
min.6,5 mm;

b) obiektyw do interferometrii:
e obiektyw 100X o aperturze numerycznej
min. NA 0,7 i odleglosci roboczej
min.2,0 mm .

12)

Glowica na  kolumnie  umozliwiajacej
skanowanie probek o maksymalnej wysokos$ci
min. 150mm, z mozliwoscia rozbudowy o
kolumne pozwalajaca na skanowanie probek o
wysokoséci maksymalnej min. 350mm.

TAK

13)

Zakres skanowania w osi Z nie mniejszy niz:
20pum dla metody PSI, 10mm dla metody CSI
oraz 34mm dla metody konfokalnej i

TAK

Strona4z8




Znak sprawy: RA-ZP-10/2020

Zatacznik nr 1 do SIWZ

réznicowania ogniskowego.

14)

Urzadzeni wyposazone w stolik
zmotoryzowany o zakresie ruchu min.
100x72mm umozliwiajac tym samym badanie
probek wielkoformatowych.

TAK

15)

Urzadzenie Wwyposazone W kamerg
rozdzielczosci nie gorszej niz 2442x2048
pikseli pozwalajace na szybka rejestracje
danych z predkos$cig nie gorszg niz 20 klatek
na sekunde (dla rozdzielczosci 5 mln pikseli)
oraz min. 60 klatek na sekunde dla
rozdzielczosci 1,2 mln pikseli metoda
konfokalna.

TAK

16)

System wyposazony w odpowiedni zestaw
komputerowy wraz z system operacyjny w
wersji polskiej pozwalajacy na pelng integracje
z  posiadanym  przez  Zamawiajgcego
srodowiskiem sieciowym. System operacyjny
musi spetnia¢ nastgpujace wymogi:

- integracja z domeng Windows opartg na
serwerach Windows 2008/2012 (posiadanych
przez Zamawiajacego) w zakresie autoryzacji
w srodowisku Zamawiajacego

- Zarzadzanie komputerami poprzez Zasady
Grup (GPO), WMI

- dotaczone nosniki z oprogramowaniem i
sterownikami sprzetu,

Zestw komputerowy i system operacyjny muszg
umozliwia¢ ptynng prace z urzadzeniem.

TAK

17)

Urzadzenie wyposazone w oprogramowanie o
nastepujacej charakterystyce:

TAK
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a)

b)
¢)

d)

e)

2)

h)

)

mozliwo$¢ zbierania sygnalu dla 3 metod:
konfokalne;j, interferometrycznej oraz
réznicowania ogniskowego;

mozliwo$¢ pomiaru grubosci warstw;

analize¢ parametrow powierzchni, takich jak
np. Sa, Sz, Sq oraz objgtosci zgodnie z
normami ISO 25178;

analize parametrow amplitudy, takich jak np.
Ra, Rz, zgodnie z normami [SO 4287;
tworzenie map 3D powierzchni z mozliwoscia
nanoszenia profili umozliwiajac ~ pomiary
wysokosci, katow, promieni zaokraglenia,
odlegtosci miedzy poszczegdlnymi punktami;
mozliwos¢ poréwnywania wynikow
skanowania w postaci zmierzonych punktow,
pomigdzy poszczegdlnymi metodami:
konfokalna, interferometryczna oraz
roznicowania ogniskowego, W celu
zweryfikowania i wybrania najlepszej z nich
do danego eksperymentu;

generowanie prostych raportow pomiarowych
np. w pdf, eksport plikow graficznych oraz
danych liczbowych;

mozliwo$¢ skanowania dwiema technikami
jednoczesnie w celu zwigkszenia liczby
zmierzonych punktow nie zwigkszajagc tym
samym czasu skanowania;

funkcja HDR (height dynamic range)
umozliwiajgca skanowanie z réznym czasem
naswietlania w celu wyeliminowania obszaréw
niedo$wietlonych oraz przeswietlonych;
wspolpraca z zewnetrznym oprogramowaniem
do analizy Mountains Map umozliwiajagcym
zaawansowang analiz¢ wynikow w zakresie m.
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in. chropowatosci 2D, 3D, pomiarow
glebokosci, tworzenia wlasnych makr.

18) Mozliwos¢ rozbudowy o oprogramowanie
umozliwiajagce pomiary seryjne, analize 1
przedstawienie wynikéw w postaci raportu dla
wielu probek w sposob automatyczny i
powtarzalny w  oparciu 0  wczesnigj
przygotowane procedury pomiarowe, po
automatycznym ustawieniu ostrosci, wyborze
odpowiedniego obiektywu oraz rozpoznaniu
miejsca startowego przez system w sposob
automatyczny.

TAK

19) Urzadzenie wyposazone w  dodatkowe
oprogramowanie umozliwiajace:

a) zaawansowang analiz¢ wynikow w zakresie
m. in. chropowatosci 2D, 3D zgodnie z
normami ISO 25178, pomiaréw glebokosci,
tworzenia wilasnych szablonéw raportowych
oraz makr; TAK

b) analize konturéw utworzonych na profilu;

c) tworzenie profili przekrojow oraz obliczanie
pola powierzchni pod wykresem;

d) obliczanie objetosci w wybranych obszarach;

e) mozliwo$¢ rozbudowy o dodatkowe moduty
dedykowane do badan przemystowych.

20) Mozliwo$¢ rozbudowy o uchwyt obrotowy
zmotoryzowany umozliwiajacy peine
skanowanie 1 sktadanie zdje¢ poprzez obrot TAK
probki o 360 stopni wokol wilasnej osi z
doktadnos$cia ruchu do 1 stopnia.

21) System wyposazony W oswietlacz TAK
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pierscieniowy typu LED sterowany z poziomu
oprogramowania.

DOSTEPNOSC SERWISU

Parametr fakultatywny:

Zapewnienie telefonicznych konsultacji
technicznych  dotyczacych  funkcjonowania i
uzytkowania profilometru optycznego.

(Wykonawca oferujacy w ramach ceny ofertowe;j
ww. opisany Parametr fakultatywny powinien w
Formularzu Oferta wyraznie zaznaczyé, ze
Wykonawca oferuje w swojej ofercie ten parametr
pozostawiajac bez skreslenia stowo ,,TAK” i
jednoczesnie skreslajac stowo ,,NIE”)

UWAGA!!!
Brak ktéregokolwiek elementu przedmiotu zamowienia w ,,Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagan Zamawiajacego, nie bedzie
poprawiony i skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

podpis Wykonawcy

Strona8z 8




